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Zastrzezenia patentowe

1. Urzgdzenie przenosne do plazmowania zwlaszcza ro$lin  plazma
niskotemperaturowg pracujgce pod ciSnieniem atmosferycznym, posiadajgce
akumulator, sprezarke, przeksztattnik napiecia znamienne tym, Zze sktada sie
z przeno$nej obudowy (1) z ptyta montazowa (4), do ktérej zamocowany jest ukfad
akumulatorow (5) z wiacznikiem uktadu zasilania (6) potgczonym przewodami
elektrycznymi (7) w ostonie (8) z uktadem przetgcznikdw (9) generatora wysokiego
napiecia (10), ktory przewodami elektrycznymi (11) potaczony jest z elektrodami (12)
generatora plazmy ze Slizgajgcym sie tukiem elektrycznym, za$ do gniazda (13)
ukfadu akumulatoréw (5) podtgczona jest przewodami elektrycznymi (14) sprezarka
(15), ktéra posiada wlot powietrza (16) i podtaczona jest przewodem rurowym (17) z
wlotem gazu (18) reaktora plazmowego oraz do gniazda (13) uktadu akumulatoréw
przewodami elektrycznymi (14) podtgczony jest przeksztattnik napiecia (19), ktory
poprzez gniazdo (20) podtgczony jest przewodami elektrycznymi (21) do uktadu
przetgcznikow (9) generatora wysokiego napiecia (10), przy czym generator
wysokiego napiecia (10) zamocowany jest w obudowie (22) z uchwytem (23), do
ktorej zamocowana jest gtowica (24) reaktora plazmowego.

2. Urzgdzenie wedlug zastrz. 1 znamienne tym, ze na konhcu gtowicy (24)
reaktora plazmowego zamocowana jest ostona perforowana (25).

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze do uktadu akumulatorow (5)
podtaczone jest gniazdo wejsciowe (26) poprzez przewody elektryczne (27).

4. Urzgdzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze przenosna obudowa (1)
posiada uchwyt (2)

5. Urzgdzenie wedtug zastrz. 1 znamienne tym, ze przenosna obudowa (1)

posiada szelki (3).
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